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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第１区分
【発行日】平成22年1月28日(2010.1.28)

【公表番号】特表2009-520955(P2009-520955A)
【公表日】平成21年5月28日(2009.5.28)
【年通号数】公開・登録公報2009-021
【出願番号】特願2008-546175(P2008-546175)
【国際特許分類】
   Ｇ０１Ｂ  11/03     (2006.01)
   Ｇ０１Ｂ  11/30     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０１Ｂ  11/03    　　　Ｇ
   Ｇ０１Ｂ  11/30    　　　Ａ

【手続補正書】
【提出日】平成21年12月2日(2009.12.2)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　特に、座標測定機や位置ロボットに用いられる、物体の表面（１３，１４）を走査する
ための走査システムにおいて、
　少なくとも１つの流体マウント式光伝送モジュール（２）を有する走査センサ（１）が
備えられ、前記光伝送モジュール（２）は、支承部（３）によって包囲され、筒状周壁（
６）と前記支承部（３）との間の支承ギャップ（７）に流体が存在し、前記光伝送モジュ
ール（２）は、前記流体を介して前記筒状外壁の軸心に対して軸心方向に移動可能かつ回
転も可能であるように支持され、
　光源（４６）から出て一次光入射ポイント（１１）から前記光伝送モジュールに入射す
る一次光が、前記光伝送モジュール（２）の内部（８）を通って、前記一次光入射ポイン
トから前記軸心方向に離間した光出射ポイント（１２ａ，１２ｂ）へと伝送され、そこか
ら、前記光が前記物体表面（１３，１４）に向かう方向に放射され、
　前記物体表面（１３，１４）から反射され、前記一次光出射ポイント（１２ａ，１２ｂ
）に一致する二次光入射ポイント（１６ａ，１６ｂ）のところで前記光伝送モジュール（
２）に入る二次光も、前記光伝送モジュール（２）の前記内部（８）を通って、前記二次
光入射ポイント（１６ａ，１６ｂ）から前記軸心方向に離間するとともに、前記一次光入
射ポイント（１１）に一致する二次光出射ポイント（１７）へ伝送され、
　前記光伝送モジュールが、回転／平行駆動機構（２７）によって軸心方向駆動かつ回転
駆動される走査システム。
【請求項２】
　前記走査センサ（１）は、二つの流体マウント式光伝送モジュール（２，３５）を含み
、第２の光伝送モジュールは前記第１の光伝送モジュール（２）と同軸に案内され長手走
査モジュール（３５）として機能し、前記第１の光伝送モジュールに対して軸心方向に移
動可能で、かつ、光学素子を含み、前記光学素子を通って前記一次光が、前記長手走査モ
ジュール（３５）の一次光入射ポイント（３９）から、前記軸心方向に離間した一次光出
射ポイント（４０）へと伝送され、この一次光出射ポイントから出た光は更に、前記第１
の光伝送モジュール（２）の前記一次光入射ポイント（１１）へと伝送され、かつ前記第
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１の光伝送モジュール（２）の前記一次光出射ポイント（１７）から出た光は、前記長手
走査モジュールの前記一次光出射ポイント（４０）と一致する二次光入射ポイント（４１
）を介して前記長手走査モジュール（３５）に入り、更に、その内部を通って、前記長手
走査モジュール（３５）の前記二次光入射ポイント（４１）から前記軸心方向に離間する
とともに、その一次光入射ポイント（３９）と一致する前記長手走査モジュール（３５）
の二次光出射ポイント（４２）へ伝送される請求項１に記載の走査システム。
【請求項３】
　低コヒーレンス干渉計（４５）が構築されており、そこでは、前記光源（４６）から出
た一次光がビームスプリッタ（４８， ５１）によって二つの部分ビームに分離され、前
記一次光の第１部分は測定光として前記物体に対して放射され、かつ、走査路程（Ｒ，Ａ
）上の調節可能な走査位置に位置する光反射ポイントで反射され、前記一次光の第２部分
は参照光として参照リフレクタ（５３）へ放射され、そこで反射され、
　前記走査路程（Ｒ，Ａ）上の前記調節可能走査位置は、前記走査路程（Ｒ，Ａ）に沿っ
て長手方向走査を行うために変化され、反射された二次測定光と二次参照光とは、それに
よって得られる検出光が検出器（６３）への入射時に干渉信号を発生するようにビーム合
流部（５１）において合流され、前記干渉信号は調整された走査位置の関数としての前記
測定光の反射の強度に関する情報を含み、
　前記測定光の部分路程（Ｍ１）は、走査センサの単数又は複数の流体マウント式光伝送
モジュールの内部を通って延びている請求項１または２に記載の走査システム。
【請求項４】
　可変波長選択装置（６１）が、前記ビーム合流部（５１）と、検出器（６３）との間の
前記検出光の路程に配置され、前記可変波長選択装置によって、前記検出光が、その波長
に応じて選択され、所定列の波長ｋに対応する波長を含む光が優先的に前記検出器に到達
し、前記走査路程に沿って前記走査位置を変化させるべく異なる波長ｋの列に調整する請
求項３に記載の走査システム。
【請求項５】
　参照光路程の部分路程（Ｒ１）も、流体マウント式光伝送モジュール（２５，３５）内
に延びており、この参照光路程の部分路程（Ｒ１）は前記走査センサ（１）の単数又は複
数の流体マウント式光伝送モジュール内を延びる前記測定光路程の前記部分路程（Ｍ１）
よりも短く、前記走査システムは、当該２つの部分路程（Ｒ１，Ｍ１）の差を相殺するた
めの、前記走査センサ（１）の前記単数又は複数の光伝送モジュール（２，３５）とは別
の波長相殺モジュール（５５）を有する請求項３または４に記載の走査システム。
【請求項６】
　前記光伝送モジュール（２）は、前記一次光を前記軸心方向また径方向あるいはその両
方向に放射するように構成された光出射光学素子（１９）を有する請求項１から５のいず
れか一項に記載の走査システム。
【請求項７】
　前記光出射光学素子（１９）は、流体マウント式光伝送モジュールベース部（２５）に
交換可能に接続できる出射光学モジュール（２３）の構成要素である請求項６に記載の走
査システム。
【請求項８】
　少なくとも１つの光伝送モジュール（２，３５）の流体マウントに用いられている流体
が気体、特に、空気である請求項１から７のいずれか一項に記載の走査システム。
【請求項９】
　前記走査センサ（１）は、光伝送モジュール（２，３５）の前記軸心方向位置または回
転角度位置あるいはその両方を検出するための、軸心方向位置センサ（３１）または回転
位置センサ（３２）あるいはその両方を有し、周期的な位置マーキング（３３，３４）が
前記光伝送モジュール（２，３５）に付されている請求項１から８のいずれか一項に記載
の走査システム。
【請求項１０】
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　前記回転／平行駆動機構（２７）は搬送作用部（２８）を有し、この搬送作用部（２８
）は、光伝送モジュール（２，３５）の壁（６）に間歇的に圧を加え、前記光伝送モジュ
ール（２，３５）が所望方向に移動するようにその壁面に対して接線方向にステップ・バ
イ・ステップ移動を行う請求項１から９のいずれか一項に記載の走査システム。
【請求項１１】
　前記搬送作用部（２８）は圧電方式で移動する請求項１０に記載の走査システム。
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